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	扫描电子显微镜技术参数
1、电子枪与镜筒系统
（1）电子源：采用肖特基场发射电子枪，设计使用寿命≥3年，适配长期连续测试；
（2）镜筒技术：超高分辨镜筒，内置加速器结构，搭配电磁-静电复合物镜，实现全程无漏磁成像，可观测磁性样品、敏感样品无结构失真、无偏移；
（3）着陆电压：可调范围≤50V～30kV，支持连续调压，低电压模式可有效保护电子束敏感、冷冻、含水软质样品；
★（4）束流范围：≥400nA且连续可调，满足低噪声形貌成像与高束流微区分析；
★（5）高真空二次电子分辨率：≤0.7nm@15kV；≤1.0nm@1kV;≤1.2nm@500V，低电压下具备优异细节还原能力；
（6）放大倍数：≤2倍～2000000倍全域连续可调，成像无畸变、视野均匀，满足宏观形貌至纳米超微结构多级观测；
▲（7）水平视场宽度：WD=10mm时≥4.5mm；最大WD时≥110mm；
▲（8）光阑：通过电磁光阑进行调整，非实体机械可调光阑，无机械误差和人为误操作。
2、探测系统配置
★（1）配备≥4个独立的探测器，至少包括样品室的二次电子探测器和马达驱动可伸缩背散射电子探测器；镜筒内的高分辨二次电子探测器和背散射电子探测器，通过能量、出射角差异化筛选信号，实现多维度衬度成像；
▲（2）配备主机原厂一体化阴极荧光探测器（CL），波长范围：至少覆盖185nm～850nm；
（3）支持多角度、多信号成像模式，可同步获取样品表面形貌、组织结构、成分差异等多维信息；
（4）低电压、低束流状态下探测灵敏度高，噪声低、成像清晰度高，适配冷冻软质样品微弱信号采集。
3、样品室与样品台系统
（1）样品室规格：内部尺寸≥330mm×305mm，外接拓展接口≥20个，对接冷冻传输系统及各类原位、联用模块；
▲（2）五轴电动样品台：XYZRT全自动控制，X/Y/Z行程≥130mm×130mm×100mm，倾斜范围-60°～+90°，360°连续旋转，定位精准、运行平稳无抖动；
▲（3）样品承载能力：三轴承重≥8000g，五轴承重≥1000g，最大样品高度≥90mm，最大样品尺寸≥180mm（可无死角测试）；
▲（4）减震系统：内置主动式电磁减震系统，与主机相集成；
（5）配备样品室内等离子清洗仪，与主机相集成；
▲（6）三维防碰撞模型：可虚拟出样品室内部，直观的显示样品室内的所有硬件的几何关系，样品台的大小和位置，以及样品和安装的其它附件。
4、真空系统
（1）高真空模式真空度：≤1×10-3Pa；
（2）设备真空系统运行平稳，无漏气、无返油，匹配冷冻样品低温传输、原位观测。
5、软件控制系统
（1）配备原模块化智能操作软件；
（2）具备实时自动控制功能，支持实时自动对焦、自动消像散、亮度对比度实时校准、电子束光路自动优化；
（3）图像采集最大像素≥16k×16k，支持帧累积、漂移校正、动态聚焦、扫描旋转、倾斜补偿等专业功能；
（4）配套专业图像测量、数据分析、公差统计、目标区域识别等功能，数据可溯源、可存档、可复用。
6、电制冷X射线能谱仪探测器
▲（1）探测器：采用场效应管（FET）一体化集成设计的高速SDD芯片，芯片面积≥45mm2，活区面积≥30mm2；
（2）超薄窗设计，独立真空；采用纤细化等技术提高固体角，探测器探指直径≤16.8mm；
（3）能量分辨率：在130,000CPS条件下Mn-Ka保证≤130eV，轻元素分辨率C-K≤60eV, F-K≤70eV；
（4）元素分析范围: B5～Cf98；
（5）处理单元与计算机采用分立式，系统最大输出计数率≥600,000cps；
（6）原子数据库包含所有的分析线系(K，L，M和N线系)，实现1-30kV精确定量。
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	冷冻传输制备系统技术参数
1、系统包含样品急速冷冻预处理装置、高真空冷冻制备腔体、配套断裂、升华及镀膜装置、扫描电镜液氮冷台及配套冷肼装置、真空转移装置及配套过冷氮气热交换装置构成，完成样品急速冷冻、真空转移、断裂、升华、冷冻镀膜及扫描电镜原位冷冻观察等功能。
2、样品预处理装置技术参数
（1）组合式液氮雪泥预冷制备装置，过冷液氮温度为-210℃；
（2）系统配有可移动的工作台，含有真空贮存管，存放样品传输装置；
（3）样品传输装置具有主动压力密封闸板阀，保证真空。
3、冷源供给系统参数
（1）冷冻制备腔室和扫描电镜冷台、冷阱均采用过冷氮气气冷方式；无需补充液氮的连续运行时间≥16小时；
（2）采用≥60L自增压液氮罐提供氮气源，保证可持续供应>40小时氮气。
4、高真空冷冻制备装置技术参数
（1）真空系统：机械泵和涡轮分子泵（抽速≥70L/S）两级真空系统；
（2）制备腔室真空度：≤1×10-6 mbar（液氮冷却时）；
▲（3）冷冻制备腔室与电镜腔室直接相连，制备腔室冷台：温度范围为-190℃～室温，温度稳定度≤1℃；制备腔室冷阱：冷台附近设有防污染冷阱，冷阱温度≤-190℃；
（4）样品断裂、升华、冷冻镀膜功能模块：可设置及贮存时间-温度的升华参数曲线，全自动升华操作；溅射镀膜头为低电压冷溅射工作方式，标配Pt靶，全自动溅射镀膜；冷冻制备腔室配有CCD成像系统，可在触摸式显示屏上对样品进行大视场观察；冷冻制备室至少配置两把断裂刀，其中至少一把刀具备5轴自由度；冷冻制备室配置断裂刀架，具有制冷功能，供断裂刀不操作时停靠。
5、扫描电镜腔室内原位冷台及防污染板以及其他功能配置参数要求
（1）电镜原位冷台和防污染板采用独立的双气路冷却；
▲（2）冷台：温度范围为-190℃～+400℃，温度稳定度≤1℃；
（3）防污染板：冷台附近设有防污染冷阱，冷阱温度≤-190℃，温度稳定度：≤1℃；
（4）电镜腔室内部配有高亮度LED排灯，样品传输速度范围覆盖：1~2000μm/s。
6、配套控制系统技术参数
（1）系统配有触摸显示单元及相应操作软件，通过软件可实现自动控制操作及编辑、贮存程序；具有远程诊断功能；
（2）系统操作软件总控各个传输口、腔室真空；升华、镀膜程序设定和调用；制备腔室和电镜腔内冷台、防污染装置的温度。
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	其他配件
（1）图像处理单元：处理器≥8核，32线程，主频≥2.8GHz，内存≥32GB，固态硬盘≥500GB SSD+4TB机械硬盘；配备32英寸 分辨率≥1920*1080 显示单元；
（2）UPS不间断电源，保证断电工作时间≥0.5小时，保障设备断电保护、稳定启停；
（3）备用场发射灯丝（最大束流可达400nA），数量1套，包含安装及调试；
（4）导电胶带10卷；
（5）设备专用工具箱（包含各类夹具等）。
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